CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACI VISION 2020)

I. Identificadores de la asighatura

Instituto: Ingenieria y Tecnologia
Departamento: Ing Eléctrica y Computacior
Materia: |ntro a Microsistemas

Programa: \ de C. en Ing. Eléctrica

Clave: MIE — 00018 - 07
Nivel: Maestria

Horas: 48 Hrs. totales Teoria:

Hrs.

Modalidad:

Créditos: 6,00

Caracter: Optativa

Tipo: curso

Practica: 10Hrs.

Il. Ubicacion

Antecedentes: Clave

Consecuente:




Il. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades: ] _ ) o o
Manejo de software de simulacién y dominio del idioma Inglés.

Actitudes y valores:

Autodidacta, entusiasmo, honestidad, critica constructiva, superacion y responsa

IV. Propésitos Generales

Los propdsitos fundamentales del curso son:

El propésito general de esta materia es que el alumno sea comprender las
bondades y generalidades de los MEMS mediante el estudio de esta tecnologia y
a través de utilizar simulaciones y analisis de elementos finitos de sistemas
MEMS.




V. Compromisos formativos

Intelectual: €T capaz de identificar y describir sistemas MEMS 'y su funcionalidad

Humano:

Social:

Ser capaz de evaluar y comparar las caracteristicas de los diferentes siste

Profesional:

Ser capaz de sugerir solucion de problemas a través del uso de sensores ¢ actus

VI. Condiciones de operacion

- o a) Mesa banco
Espacio: Tipica, Maquinaria b) Restiradores

c) Mesas

Laboratorio: pPracticas. simulacid Mobiliario: .
' d) Otro especifique

Poblacién: 30

Material de uso frecuente:

Rota folios, Cafion y computadora, videos y tele'

Condiciones especiales:




VIIl. Contenidos y tiempos estimados

Temas Contenidos Actividades
1. Introduccion a los Qué son los MEMS Teoria: Practica:
Microsistemas (MEMS) Para qué sirven 2
Ejemplos de MEMS comerciales
Objetivo. Conocer las caracteristicas generales
de los MEMS, en cuanto a sus procesos de
fabricacién, capacidades y aplicaciones.
2. Aspectos comerciales de
los MEMS
Porgué son importantes econémicamente?
A que industrias favorece?
Objetivo. Conocer los aspectos comerciales de
los MEMS y su potencial de mercado
internacional.
3. Propiedades y 2
Manufactura del Silic6n
Propiedades Mecanicas del Silicon
Objetivo. Conocer las propiedades genéricas
del Silicon
4. Manufactura y maquinado
del Silicén Tipos de maquinado del Silicén
Ejemplos
Objetivo. Conocer e identificar los tipos de 1
micro-maquinado del Silicon.
MEMSPro
5. Introduccién al Disefio COVENTOR
con Software para MEMS Objetivo. Conocer las caracteristicas generales
del software para disefio de Microsistemas / 2
MEMS y ser capaz de manipular y disefiar
sistemas MEMS
4
Objetivo. Conocer las caracteristicas y
esecificaciones del proceso de grabado, tanto
en teorfa como a nivel simulacion.
5.Proceso de Litografia 'y
Grabado Objetivo. Conocer las generalidades y
diferencias de ambas areas y discutir sobre las 3 1
diferentes tendencias tecnolégicas
6. Futuro de los MEMS y
relacién con Nanotecnologia
Tipos de y principios basicos de sensado y 2 1
actuacion
7. Sensores y Actuadores Ejemplos
MEMS Objetivo. Conocer los actuadores basicos
MEMS 2

8. Procesos Foundry para
MEMS

9. Disefio Preliminar de
sistemas MEMS con
Software

10. RFMEMS

Procesos PolyMUMPS, MetalMUMPS y
SOIMUMPS

Proceso SUMMIT

Procesos SCREAM, PenSOIL, y LIGA
Objetivo. Conocer los procesos

Ejemplos y practicas de Laboratorio

Teoria y Disefio basico
Aplicaciones







VIIIl. Metodologia y estrategias didacticas

Metodologia Institucional:

a) Elaboracién de ensayos, monografias e investigaciones (segun el nivel) consultando
fuentes bibliograficas, hemerograficas y en Internet.

b) Elaboracion de reportes de lectura de articulos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visién 2020 recomendadas para el curso:

a) Docente

b) Alumno

c) Equipo

d) Docente y Alumno
e) Docente y Equipo
f) Documental

g) Campo

h) Aplicable

i) Textos

]) Problemas

k) Proyectos

[) Casos

m) Disefo

n) Evaluacion

0) No aplica




IX. Criterios de evaluacién y acreditacion

a) Institucionales de acreditacion:

Acreditacion minima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos

Calificacion ordinaria minima de 7.0

Permite examen Unico: no

b) Evaluacion del curso
Acreditacion de los temas mediante los siguientes porcentajes:

% Ensayos y reportes de lecturas
% trabajos de investigacion
% Examenes parciales 70%
% Practicas 15%
% Participacion en clase
% Otros (proyecto final) 15%




X. Bibliografia

Nota: Revisar la bibliografia obligatoriay complementaria, asi como citar adecuadamente
segun sea el caso de libros, revistas, paginas electronicas, compilaciones, libros
electronicos, etc.

A) Texto:

J.J. Allen., “Micro Electro Mechanical System Design”, CRC Press, Taylor &
Francis, 2005

B) Bibliografia complementaria y de apoyo:

M. Gad-el-Hak Editor “The MEMS Handbook: MEMS Introduction and
Fundamentals”, 2nd Edition, CRC Press, Taylor & Francis, 2006

M. Gad-el-Hak Editor “The MEMS Handbook: MEMS Applications”, 2nd Edition,
CRC Press, Taylor & Francis, 2006

X. Perfil deseable del docente

Doctorado en Ingenieria Eléctrica

XI. Institucionalizaciéon

Responsable del Departamento: Mtro. Jesus Armando Gandara Fernandez

Coordinador/a del Programa: Dr. Héctor Garcés Guzman
Fecha de elaboracion: 27 de Septiembre del 2007

Elaboré: Dr. Jose Mireles Jr. Garcia

Fecha de redisefio: 12 Enero 2008

Redisefo:
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3. Propiedades y Manufactura del Silicón






4. Manufactura y maquinado del Silicón







5. Introducción al Diseño con Software para MEMS









5.Proceso de Litografía y Grabado


6. Futuro de los MEMS y relación con Nanotecnología


7. Sensores y Actuadores MEMS




8. Procesos Foundry para MEMS





9. Diseño Preliminar de sistemas MEMS con Software



10. RFMEMS
	ContenidosRow1: 
Qué son los MEMS
Para qué sirven
Ejemplos de MEMS comerciales
Objetivo. Conocer las características generales de los MEMS, en cuanto a sus procesos de fabricación, capacidades y aplicaciones.




Porqué son importantes económicamente?
A que industrias favorece?
Objetivo. Conocer los aspectos comerciales de los MEMS y su potencial de mercado internacional.


Propiedades Mecánicas del Silicón
Objetivo. Conocer las propiedades genéricas del Silicón 




Tipos de maquinado del Silicón
Ejemplos
Objetivo. Conocer e identificar los tipos de micro-maquinado del Silicón.



MEMSPro
COVENTOR
Objetivo. Conocer las características generales del software para diseño de Microsistemas / MEMS y ser capaz de manipular y diseñar sistemas MEMS



Objetivo. Conocer las características y esecificaciones del proceso de grabado, tanto en teoría como a nivel simulación.

Objetivo. Conocer las generalidades y diferencias de ambas áreas y discutir sobre las diferentes tendencias tecnológicas


Tipos de y principios básicos de sensado y actuación
Ejemplos
Objetivo. Conocer los actuadores básicos MEMS
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Procesos SCREAM, PenSOIL, y LIGA
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	Metodología Institucional a Elaboración de ensayos monografías e investigaciones según el nivel consultando fuentes bibliográficas hemerográficas y en Internet b Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa actuales y relevantes Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso: a) Docente
b) Alumno
c) Equipo
d) Docente y Alumno
e) Docente y Equipo
f) Documental
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h) Aplicable
i) Textos
j) Problemas
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n) Evaluación
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	Nota Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria así como citar adecuadamente según sea el caso de libros revistas páginas electrónicas compilaciones  libros electrónicos etc: A)  Texto:
J.J. Allen., “Micro Electro Mechanical System Design”, CRC Press, Taylor & Francis, 2005
B)  Bibliografía complementaria y de apoyo:
M. Gad-el-Hak Editor “The MEMS Handbook: MEMS Introduction and Fundamentals”, 2nd Edition, CRC Press, Taylor & Francis, 2006
M. Gad-el-Hak Editor “The MEMS Handbook: MEMS Applications”, 2nd Edition, CRC Press, Taylor & Francis, 2006
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